
大気圧熱プラズマジェット（TPJ）技術に関心のある方、当研究
室をご活用ください。 

A. プラズマ発生技術 
 DCアークTPJ装置設計/製作 
 超ハイパワーTPJ 
 マイクロTPJ 
 線状TPJ 
 反応性TPJ 

B. プロセス・デバイス技術 
 非接触温度測定 
 高速結晶成長 
 大気圧酸化 
 各種デバイスプロセス構築/試作 

C. 新規応用 
 透明材料改質 
 表面処理/改質 
 成膜/エッチング 
 切断/加工 

まずはご相談ください。 

広島大学 量子半導体工学研究室 東 清一郎 
E-mail; sehiga@hiroshima-u.ac.jp 
HP:http.www.semicon.hiroshima-u.ac.jp/ 
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